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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2014-49442(P2014-49442A)
【公開日】平成26年3月17日(2014.3.17)
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月15日(2016.8.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線管に結合されていて、前記Ｘ線管によって発生された電子ビームの衝突位置が前記
Ｘ線管の動きに起因して所定位置から偏移する距離を決定する検知ユニットと、
　前記検知ユニットに結合されていて、電子ビームの衝突位置が偏移する前記距離に対応
する制御信号を発生する制御ユニットと、
　前記制御ユニットに結合されていて、前記発生された制御信号に基づいて前記所定位置
へ電子ビームを方向操作する偏向ユニットと、
を有する動き補正システム。
【請求項２】
　前記検知ユニットは、前記Ｘ線管に結合されていて、前記Ｘ線管の動きを検知する少な
くとも１つの動きセンサを有している、請求項１記載の動き補正システム。
【請求項３】
　前記検知ユニットは、前記Ｘ線管の動きに基づいて電子ビームの衝突位置の偏移の方向
を決定する、請求項１又は２に記載の動き補正システム。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記決定された距離に基づいて電圧信号及び電流信号の内の少な
くとも一方を有する前記制御信号を発生する、請求項１～３のうちのいずれか一項に記載
の動き補正システム。
【請求項５】
　前記偏向ユニットは、前記発生された制御信号に比例して電子ビームを偏向する少なく
とも２つの静電板を有している、請求項１～４のうちのいずれか一項に記載の動き補正シ
ステム。
【請求項６】
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　前記偏向ユニットは、前記発生された制御信号に基づいて電子ビームを前記所定位置へ
方向操作する磁気装置を有している、請求項１～５のうちのいずれか一項に記載の動き補
正システム。
【請求項７】
　前記制御ユニットに結合されていて、前記Ｘ線管についての予め保存された軌跡に基づ
いて、電子ビームの衝突位置が所定位置から偏移する距離を推定する予測ユニットを有し
ている請求項１記載の動き補正システム。
【請求項８】
　Ｘ線管によって発生された電子ビームの衝突位置がＸ線管の動きに起因して所定位置か
ら偏移する距離を決定する段階と、
　電子ビームの衝突位置が偏移する前記距離に対応する制御信号を発生する段階と、
　前記発生された制御信号に基づいて電子ビームを前記所定位置へ方向操作する段階と、
を有する方法。
【請求項９】
　前記Ｘ線管についての予め保存された軌跡に基づいて、電子ビームの衝突位置が所定位
置から偏移する距離を推定する段階を有している請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　制御信号を発生する前記段階は、前記決定された距離に基づいて電圧信号及び電流信号
の内の少なくとも一方を発生する段階を有している、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記電圧信号及び電流信号の内の少なくとも一方は、複数の半径方向の内の１つの半径
方向の電子ビームの偏移した衝突位置に対応する正の振幅値及び負の振幅値の内の１つを
有している、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　電子ビームを前記所定位置へ方向操作する前記段階は、前記発生された制御信号に比例
する静電界を生成して、電子ビームを前記所定位置へ偏向する段階を有している、請求項
８～１１のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　電子ビームを前記所定位置へ方向操作する前記段階は、前記発生された制御信号に比例
する磁界を生成して、電子ビームを前記所定位置へ偏向する段階を有している、請求項８
～１２のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　電子ビームを放出する陰極ユニットと、
　陽極面を持つ陽極ユニットであって、該陽極面は、放出された電子ビームが該陽極面に
衝突したときにＸ線を発生するように位置決めされている、陽極ユニットと、
　動き補正サブシステムであって、
　　（１）電子ビームの衝突位置がＸ線管の動きに起因して所定位置から偏移する距離を
決定する検知ユニット、
　　（２）前記検知ユニットに結合されていて、電子ビームの衝突位置が偏移する距離に
対応する制御信号を発生する制御ユニット、並びに
　　（３）前記制御ユニットに結合されていて、前記発生された制御信号に基づいて電子
ビームを前記所定位置へ方向操作する偏向ユニット
を含んでいる動き補正サブシステムと、
有するＸ線管。
【請求項１５】
　入力信号に基づいて前記動き補正サブシステムを作動し又は不作動にするインターフェ
ース・ユニットを有している請求項１４記載のＸ線管。
【請求項１６】
　前記検知ユニットは、前記Ｘ線管に結合されていて、前記Ｘ線管の動きを検知する少な
くとも１つの動きセンサを有している、請求項１４又は１５に記載のＸ線管。
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【請求項１７】
　前記検知ユニットは、前記Ｘ線管の動きに基づいて電子ビームの衝突位置の偏移の方向
を決定する、請求項１４～１６のうちのいずれか一項に記載のＸ線管。
【請求項１８】
　前記制御ユニットは、前記決定された距離に基づいて電圧信号及び電流信号の内の少な
くとも一方を発生する、請求項１４～１７のうちのいずれか一項に記載のＸ線管。
【請求項１９】
　前記偏向ユニットは、前記発生された制御信号に比例して電子ビームを偏向する少なく
とも２つの静電板を有している、請求項１４～１８のうちのいずれか一項に記載のＸ線管
。
【請求項２０】
　前記偏向ユニットは、前記発生された制御信号に基づいて電子ビームを前記所定位置へ
方向操作する磁気装置を有している、請求項１４～１９のうちのいずれか一項に記載のＸ
線管。
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